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Introduccion
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® Niicleos atémicos y fotones A '""Jq
provenientes de fuentes O |- @
aSt roﬁ/SICaS ;:l} electrén muon bosén Z
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producidas por la interaccién
de los rayos primarios.
® Muones

® 1936 por Carl Anderson y S.
Neddermeyer.

* Kt — p* + v, (Branching
Ratio 63%).

® Mas penetrantes que la
componente E-M de la
Cascada.

Autor: Martinez R. A. r: Sarmiento-Cano C.

Muo a en la Industria Petro



Muografia - Origen y aplicaciones

e E.P. George, 1955. Cosmic
rays measure of overburden
of tunnel.

® Alvarez LW et al. 1970.
Search for hidden chambers
in the pyramids

e G. Saracino et al. 2018.
Applications of muon
absorption radiography to
the fields of archaeology and
civil engineering.

¢ H. Miyadera et al. 2019.
Imaging Fukushima Daiichi
reactors with muons.
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Muografia - Origen y aplicaciones

Explorar la implementacién en la
Ind. Petroquimica.
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Simulacién - ARTI
Entorno de Simulacién ' R
* MAGCOS mAsco % - -

* CORSICA
e GEANT4

Sistema de deteccién
® Centelladores EJ-200, Eljen
Technology

® MicroFC-60035-SMT, SensL
Technologies, Ltd.

® QuarkNet 6000 Data
Acquisition (DAQ) board.

® Raspberry Pi 2 Modelo B.
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Sistema de Medicidon
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Resultados: Simulaciones

Lluvia monocromatica

s LLuvia Monocromética, 108GeV Espectro BGA

Clase de Particulas
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Resultados: Medicion
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Medicion del Flujo
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Andlisis del Flujo por Canal

Modulacién Diaria del Flujo Individual, Ch1
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Correlacion

Monitoreo de la Presion

Correlacién Ch2 Vs Presién [0.43]
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Correlacién Coincidencias Vs Presién [0.03]

® El flujo en cada panel uzo :
padece modulaciones U”
diurnas y barométricas. £
® E| flujo de coincidencias no Sos
presenta correlaciéon con el e e T
tiempo o presién Atm. Presién [mm Hol
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Visualizaciéon del Flujo
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Evolucion de la incertidumbre
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Valor del % de Atenuacién vs densidad
Ajuste

Atenuacion del Flujo vs Densidad
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